Title (en)
Method and apparatus for making silver base two-layer contacts for electrical switches.

Title (de)
Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Zweischicht-Kontaktstlicken auf Silberbasis fir elekirische Schaltgeréte.

Title (fr)
Procédé et dispositif pour la fabrication de contacts a base d'argent du type ayant deux couches pour interrupteurs électriques.

Publication
EP 0182182 A1 19860528 (DE)

Application
EP 85113995 A 19851104

Priority
DE 3440335 A 19841105

Abstract (en)
1. Method for the production of double-layer contact pieces on a silver base, having a first solderable layer consisting of a silver alloy as base
material on the rear side and a second layer of silver metal oxide as contact material on the contact side, characterised in that so-called gas-alloying
is used in which the following method steps occur : - a substrate (1) of an alloy of silver and further baser metals than silver is dissolved one after
the other by heat stepwise in a locally limited manner until a preset depth is reached, by means of radiated energy generated by a laser, - whereby,
in each case, a defined melting volume (8) is formed, - oxygen is supplied to the melting volume (8) in a locally controlled manner, - in which case
through convection the oxygen is dissolved by means of the radiated energy in the respective melting volume (8) and/or - is converted quantitatively
into the oxide of the baser metals in the fluid state.

Abstract (de)
Bei einem bekannten Verfahren zum Herstellen von Silber-Metalloxid-Werkstoffen wird einem kompakten Silber- Legierungs-Substrat durch
Energiestrahlung atomarer Sauerstoff zwecks innerer Oxidation durch Eindiffusion des Sauerstoffes angeboten. Gemaf der Erfindung wird dem
Legierungs-Substrat (1) aus Silber und weiteren unedleren Metallan Sauerstoff (02) &rtlich gezielt zugefiihrt und der Sauerstoff durch 6rtliches
Aufschmelzen des Substrates (1) mittels Energeistrahlung in der jeweils gebildeten Schmelze gel6st (sog. Gaslegieren) und in das Oxid der
unedleren Metalle Uberfihrt. Fur letzteres kdnnen zuséatzlich spezielle WarmebehandlungsmaBnahmen vorgesehen sein. Bei der zugehérigen
Vorrichtung ist dem Energiestrahlerzeuger (2) eine Gaszufihrungsdise (6) zuggeordnet, deren Winkel (a, ¢) und Abstand (h) gegeniiber dem
Substrat (1) verénderbar ist. Das beschriebene Verfahren und die Vorrichtung lassen sich vorteilhaft fir die Fertigung von Kontaktstticken fir
elektrische Schaltgerate verwenden, wobei insbesondere Zweischichten-Kontaktstiicke mit einer Silber- Metalloxid-Schicht auf der Kontakseite und
einer I6tfahigen Silber-Legierungsschicht auf der Riickseite gefertigt werden kénnen.
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